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マイクロデンシトメータを使用しGAFCHROMIC Filmをスキャンして半値幅を計測

紙に出力された情報から定規を用いて測定されていた

LD-V1の優れた分解能と診断領域のX線に対して感度を有する事を利用してCT装置のスライス測定を実施

本システム導入前の測定方法



フラットベット式スキャナの優れた位置分解能を利用してスキャナ駆動～解析～保存の一貫処理を実現する

CT装置の製造現場での実用化を目的としたプロファイラー装置の開発
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（EPSON DSG 20000）



スキャナの駆動～取り込み～マウスの指示でFWHMの解析を可能にする



特別なアプリケーション

マウスの始点及び終点を与えて、含まれるスライス厚の一括解析



精度試験の為の自動処理

渋谷光学製の規格チャートを採用



ROI内部のローデータ観察アプリケーション



GAFCHROMIC LD-V1を用いたCT装置のスライス測定の特徴

１：測定者間による結果の相違を極力少なくする事が可能になった
２：自動複数半値幅解析機能により作業時間の圧倒的短縮を実現した。
３：精度試験機構を採用することにより計測品質の維持を可能にした
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